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半導体デバイスの小型化に向け、波長 13.5 nmの極端紫外光（EUV）を用いたリソグラフィー

が実用化を間近に控えている。商用に耐える製品の出荷には光源の高強度化が不可欠である。EUV

リソグラフィー光源として、CO2レーザー駆動 Snプラズマによる EUV 放射の開発が進められて

おり、注入するレーザー光エネルギーから EUV 放射エネルギーへの変換効率（Conversion 

Efficiency; CE）を現状の 2-3 %から 5 %程度へ上げることが要請されている。プラズマ駆動に用い

るレーザー光は逆制動放射過程により吸収され、エネルギーを得た電子と Snの多価イオンとの衝

突によりプラズマが加熱される。多価イオンの励起状態から放出された輻射はある光学厚さを持

ったプラズマに吸収されながら、プラズマ中を脱出し、これが光源となる EUV放射となる。CO2

レーザーは波長が 10.6 mと長いため、スケール長の短いプラズマにおけるエネルギー吸収率が

低いので、ダブルパルス法と呼ばれる方法で CE が向上することが実証されている（例えば[1]）。

これは 1発目のパルスであらかじめプラズマを先行膨張することで 2発目のレーザーエネルギー

の吸収率を上げる手法である。我々は、レーザー光エネルギーのプラズマによる吸収率（とする）

と CEの相関について研究してきた。第 62回春季講演会では、スズ板に Nd:YAGレーザーと CO2

レーザーのダブルパルス照射した際の EUV光発生の際のエネルギー吸収率について述べた。今回

の講演では、ターゲットを 20mの球とした際のと CEの相関について述べ、その際の光学厚さ

や電子温度・密度について考察する。また、放射流体シミュレーションを行い比較を行うことで、

物理過程を明らかにする。 

なお、本研究の一部は、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構による「平成 25 年度戦略

的省エネルギー技術革新プログラム」の支援を受けて実施しました。 

[1] Fujioka S, et al. Appl. Phys. Lett. 92. 241502 (2008). 
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